
















































































































专利名称(译) 银行修复方法，有机EL显示器件制造方法和有机EL显示器件
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[标]发明人 ONIMARU TOSHIAKI

发明人 ONIMARU, TOSHIAKI

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/00 H01L51/50 H01L51/56
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优先权 2015153871 2015-08-06 JP

其他公开文献 US9876060

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种有机EL显示装置的制造过程中的堤岸修复方法，包括在基板上形成
矩阵的第一和第二堤岸。当检测到第一排的缺陷部分时，在具有缺陷部
分的第一排之间的每个相邻凹空间中，设置候选形成位置，并且将凹空
间分隔成附近的第一空间的坝部分缺陷部分和缺陷部分附近的第二空间
形成。当将子像素区域表面区域表示为H并且将与子像素区域重叠的候选
第一空间的区域的表面区域表示为I时，根据第一形成方法，根据第一形
成方法在候选形成位置处形成坝部分。 I＆＃x3c;满足α×H，其中0.05
＆＃x3c;α＆＃x3c; 0.9。
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